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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本粉体工業技術協会

（APPIE）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべ

きとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 Z 8846：2023 
 (ISO 15900：2020) 

エアロゾル粒子の粒径分布測定方法－電気移動度法 
Determination of particle size distribution-Differential electrical mobility 

analysis for aerosol particles 
 

序文 

この規格は，2020 年に第 2 版として発行された ISO 15900 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

粒径がナノメートルからマイクロメートルに及ぶ様々なエアロゾル粒子を測定するために，微分型の電

気移動度法による浮遊粒子の分級及び測定が広く行われている。さらに，帯電粒子を電気移動度によって

分級することで，他の装置を校正するための，粒径既知の単分散粒子を発生することが可能である。この

技術の特徴の一つは，単純な物理的原理に基づいていることである。この技術は，エアロゾル科学・技術

の多くの分野，例えば，エアロゾル計測，エアロゾルからの材料の製造，半導体産業におけるコンタミネ

ーションコントロール（清浄度管理），大気エアロゾル科学，工業的に製造されたナノ粒子の特性評価など

において重要になっている。しかしながら，電気移動度法による分級及び測定を正しく行うには，すべり

補正係数，イオンエアロゾル結合係数，粒径依存帯電分布関数，及び移動度分布から粒径分布への逆変換

法など，幾つかの点に注意が必要である。 

この規格の目的は，微分型電気移動度法を用いたエアロゾル粒子の分級，並びに粒径及び個数濃度の測

定における適切な品質管理法を提供することである。 

1 適用範囲 

この規格は，約 1 nm～1 μm の粒径範囲に適用可能な電気移動度法を用いてエアロゾル粒子の個数基準

粒径分布を測定する上での指針を示し，要求事項を規定する。この規格は不確かさの計算方法も規定する。

この規格は，特定の機器設計を規定するものではなく，又は様々な測定用途に固有の要求事項を規定する

ものでもない。この規格では，微分型電気移動度法の測定システム一式を微分型移動度分析装置（differential 
mobility analysing system，DMAS）と呼び，その構成要素の一つで，粒子をその電気移動度に基づいて分級

する装置を微分型電気移動度分級器（differential electrical mobility classifier，DEMC）と呼ぶ。 

注記 1 この規格には，例えば道路車両（ISO/TC 22），環境測定（ISO/TC 146）又はナノテクノロジー

（ISO/TC 229）など，用途固有の規格又は指針に規定されているような技術的要求事項及び仕

様は含まれていない。 

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
ISO 15900:2020，Determination of particle size distribution－Differential electrical mobility analysis for 

aerosol particles（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ


